
 A-04                                                                           2015년도 한국표면공학회 춘계학술대회 논문집

 중대형 금형, 부품에 대한 고밀도 플라즈마 질화처리 상용화기술 연구

Research of High-density Plasma Nitriding Commercializing for 
Medium & Large Size Mold and Part

문종철a*, 조규영a, 전영하a

a*(주)제이앤엘테크(E-mail:coolmjc@jnltech.co.kr)

초 록: 가전·전자 제품의 대형화 추세와 함께 사용 금형 역시 정밀대형화가 추진되고 있다. 금형의 대형화로 인해 금형 
표면에 대한 경화 및 내마모 표면처리에 대한 중요성이 더욱 증대되고 있는 상황인 바, 본 연구에서는 고밀도 이온에 
의한 플라즈마 질화처리 기술을 활용하여 금형 사용에 있어 충분한 내구성의 확보와 열 변형 최소화, 후 가공비용의 절
감, 기타 금형용 상용화 질화처리 전반에 대한 연구를 진행하였다. 그 결과 금형 소재의 저변형 처리를 위한 적정 에너
지 조건, 소형 금형 부품의 고품위 처리를 위한 저비용 공정 기술, 금형 생산 상용화 효율 향상을 위한 가열 및 냉각 공
정 개선 성과를 확보할 수 있었다. 

Fig. 1. 본 연구 활용 중대형 모의 금형 사진
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